






















































































































































































































































































Apêndice A

Algoritmo empregado na implementação da técnica FDTD

para análise de guias dielétricos.

o procedimento básico para a implementação do algoritmo FDTD, em dispositivo semi-

condutor contendo plasma, compreende os seguintes passos:

. Entrar com parâmetros básicos da estrutura.

. Calcular os parâmetros do plasma [Cap.2, eqs. (2.9), (2.10), (2.26)-(2.29), (2.32)-

(2.35). Capo 4, eqs. (4.4), (4.8), (4.10) ].

. Configurar o domínio numérico a partir da geometria e materiais da estrutura.

. Repetir os passos seguintes para cada valor da constante de fase, (3(rad/mm):

- Calcular o incremento temporal, I5t,de modo a garantir estabilidade do método

[eqs. (3.84), (3.85)].

- Inicializar os campos eletromagnéticos e as convoluções em t = O (n = O).

- Repetir os seguintes passos até que a resposta espectral dos campos estabi-

lizem, para cada célula da malha:

* Aplicar pulso de excitação [eq. (3.82)], sobre uma das componentes transver-

sais do campo elétrico.

* Obter o campo rotacional auxiliar, R~(1, J) [eq. (3.79)].

* Obter o campo magnético, Hn+~(1, J) [eq. (4.1)].

* Aplicar as condições de contorno às componentes do campo Hn+~ (1, J),

nas paredes da estrutura [eqs. (3.86), (3.87), (3.91), (3.92)].
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* Calcular o campo rotacional auxiliar R~+2 (1, J) [eq. (3.80)].

* Calcular a convolução diferença, 1jJn(1,J) [Eqs. (3.59)-(3.62)] se o material

for plasma.
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